
 

固体浸没式红外超表面透镜设计
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摘　要：红外焦平面阵列在各类红外成像系统中发挥着巨大的作用。为提升红外焦平面的工作温度、

量子效率和灵敏度，通常使用微透镜阵列作为红外焦平面的聚光器。当前微透镜阵列的制作材料通常

与红外探测器材料不同，因此在集成装配时需要额外的工艺手段，工艺难度较大且效率较低。利用微

纳光学超表面技术体系，可以在红外探测器衬底材料上直接制作平面式的固体浸没型微透镜阵列，实

现前置微透镜与红外焦平面的单片集成。文中以红外探测领域最有潜力的锑化物Ⅱ类超晶格红外探

测器为应用目标，设计了一种基于 GaSb 衬底的固体浸没式红外超表面透镜。设计的超表面透镜在中

波红外波段工作，能适用于所有入射偏振。器件设计焦距为 100 μm，理论上在目标波长下的最高聚焦

效率达到 70.7%，数值孔径 (NA) 达到 1.15。该设计可以推动微透镜阵列向扁平、超薄、轻量的方向发

展，简化微透镜阵列与红外焦平面阵列的集成工艺，有望提升红外焦平面的探测效率，并降低制造成本。
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Design of solid-immersion infrared metalens
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Abstract:   Infrared focal plane arrays (IR FPAs) play an important role in various infrared imaging systems. In
order to improve the working temperature,  quantum efficiency and sensitivity of IR FPAs, microlens arrays are
usually used as light condenser for IR FPAs. Currently, materials of microlens array are usually different from the
material  of  the  infrared  detector,  so  additional  process  means  are  required  during  integration  of  the  two  parts,
which is difficult and inefficient. Based on metasurface, a planar solid immersion microlens array can be directly
fabricated  on  the  substrate  material  of  the  infrared  detector,  so  that  monolithic  integration  of  the  two  can  be
realized.  Aiming  at  the  application  of  antimonide  class  type  II  superlattice  infrared  detector,  a  solid  immersion
infrared  metalens  based  on  GaSb  substrate  this  was  designed.  The  designed  metalens  worked  in  the  mid-wave
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infrared  band  and  could  be  applied  to  all  incident  polarizations.  The  designed  focal  length  is  100  μm  for  all
metalens  devices  designed  here.  Theoretically,  the  highest  focusing  efficiency  at  the  target  wavelength  reaches
70.7%, and the numerical aperture (NA) reaches 1.15. This design can promote microlens array to be flat, ultra-
thin  and  lightweight,  simplifying  the  integration  process  of  microlens  array  and  infrared  focal  plane  array.
Besides,  this  design  is  expected  to  improve  the  detection  efficiency  of  infrared  focal  plane  device  and  reduce
manufacturing cost.
Key words:   metalens;         solid-immersion;         mid-wave  infrared;         transmission  phase;         polarization

insensitive
 

0    引　言

红外焦平面探测器广泛应用于工业检测、医疗诊

断、气象预测、夜视成像、目标跟踪等领域 [1]。提升

红外焦平面的综合性能来满足日益增加的性能需求

一直是红外焦平面的研制重点。目前碲镉汞 (HgCdTe)

红外焦平面探测器已发展至第四代，而量子阱红外探

测器 (QWIP)和以镓化锑 (GaSb)为基础的锑化物

II类超晶格红外探测器也正在向第四代发展[2]。从性

能上看, 基于锑化物 II类超晶格的红外焦平面探测器

已经接近碲镉汞红外焦平面探测器的水平[3]。其理论

上的工作温度更高，在多色探测融合及低成本方面也

更具优势和潜力 [1−2]。但是，锑化物 II类超晶格工作

温度和量子效率距离理论极限还有较大差距，目前大

部分工作是从超晶格能带结构设计、材料外延工艺、

器件钝化工艺方面进行优化和提升的 [4]。高集成化、

高量子效率、高灵敏度和高工作温度的锑化物 II类

超晶格红外焦平面可以进一步提升红外成像装置性

能，是未来的主要发展方向。

在红外焦平面的光敏阵列中，受制于芯片空间布

局和器件结构的约束，探测器在制造时会在像元的四

周留下一定区域用来制作读出电路或热隔绝等。这

些区域对红外探测本身是无用的，也被称为死区。死

区的存在严重降低了探测器的填充因子，造成大量入

射光能的浪费，从而降低探测器阵列的工作温度、感

光灵敏度和信噪比。使用微透镜阵列作为红外焦平

面的聚光器是增强有效辐射功率密度的一种方

法 [5]，可以提升红外焦平面的工作温度、量子效率和

灵敏度 [6−8]。然而，常规的折射型微透镜阵列与焦平

面探测器的制作材料不一样，因此微透镜阵列需要单

独制造，并需要与焦平面阵列进行对准和集成。此

外，为了提高微透镜与红外焦平面的兼容性，需要对

微透镜阵列进行额外的镀膜工艺和校准步骤[9]，这给

研制大面阵红外焦平面的工作带来了困难。近年来，

将红外焦平面与位于探测器衬底的球面聚光器进行

单片集成得到广泛关注，其中微透镜由探测器衬底材

料制成 (浸没式微透镜阵列)，这为微透镜与焦平面的

单片集成提供了一种新方案[10]。

微纳光学领域中的超表面是一种新型光学器

件[11]，它是由离散的亚波长结构单元组成的二维平面

结构。通过精细设计超表面内各个结构单元以及阵

列单元的布局，可以使超表面器件对入射电磁波的振

幅、相位和偏振等自由度进行灵活调控 [10−13]。目前，

多种利用超表面技术开发出的新型光学器件已被应

用在各种领域，除了超表面透镜[14−15]、光束偏折器[16]、

定向表面波耦合器[17] 之外，还包括一系列具有复杂相

位分布的平面光学器件，如：超震荡透镜[18]、涡旋光束

产生器 [16]、涡旋光分束器 [19]、全息器件 [20−21] 等。其

中，超表面透镜 (超透镜)是超表面研究和应用的一个

重要方向，因为透镜不仅是一种经典的光学元件，而

且相比于传统的光学透镜，超透镜的最大优势在于其

在拥有很好光学性能的同时具有极薄的厚度 [22]。文

中基于超表面光学设计思想，提出了一种 GaSb基固

体浸没式红外超表面透镜——入射光经过超透镜层

调制后，通过衬底聚焦在红外焦平面上每个像元的有

源吸收区。相比在空气中聚焦，固体浸没式聚焦将透

镜的数值孔径提高了 n 倍 (n 为浸没固体的折射率)，

从而可缩小聚焦光斑的大小，有效提升透镜的分辨

率 [23−24]。文中利用有限元数值仿真软件 COMSOL

Multiphysics对超表面透镜每个单元的直径、高度和

周期等几何参数进行精确设计，并根据超表面器件的

相位分布，设计了一种在中红外波段 (3~5 μm)工作的

偏振不敏感透射式超表面透镜。所设计的超透镜焦
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距为 100 μm，器件聚焦效率最高达到 70.7%，数值孔

径 (NA)最大为 1.15，聚焦光斑大小接近衍射极限。

所设计的超透镜可通过蚀刻衬底半导体材料制作而

成，从而提升其与背面照明红外焦平面阵列架构的兼

容性[9]，这一工作为超表面微透镜阵列与红外焦平面

探测器的单片集成提供了新的设计思路。 

1    结构单元设计与仿真

在超表面透镜的设计理论方面，常用的相位调节

方式有几何相位和传输相位。相比于几何相位，基于

传输相位的超表面透镜更易于实现，并且对入射光的

偏振态没有特殊要求 [25−26]。光波在传播时会积累相

位，传输相位型超表面对光波的调控是就是通过调节

每个结构单元产生的传输相位来实现的。光波在介

质中传播时积累的相位 φ 服从以下方程：

φ = nk0d (1)

d

式中：n 为介质的折射率；d 为传播距离；k0=2π/λ 为自

由空间中的波矢，λ 为入射光的波长[12]。传统的折射

型光学元件和二元光学器件都是通过改变传播距离

来积累相应的相位。由公式 (1)可知，通过改变参

数 n 也能够对传输相位进行调节。传输相位型超表

面就是在保持器件厚度不变的情况下，通过调节等效

折射率 n，由此构建出的一种二维平面光学器件。

由于红外焦平面的衬底需要是透光的，对应的超

表面器件应为透射式，图 1(a)为设计的超表面透镜工

作原理图。如图 1(a)左侧所示，超表面透镜由排列在

正方形周期单元上的介质柱组成。从空气侧垂直入

射的平面波被介质柱调制后在衬底材料中形成会聚

球面波，实现在衬底材料内部的聚焦。介质柱被直接

蚀刻在 GaSb衬底上，由于这些圆柱是各向同性结构，

设计的器件对入射光的偏振状态不敏感，可应用于各

种偏振态入射的情况。图 1(a)右侧为超表面透镜单

个结构单元的示意图，图 1(b)和图 1(c)分别为结构单

元的俯视图和侧视图。结构单元的周期为 P，介质柱

的直径为 D，所有介质柱的高度相同，均为 H，这三个

参量为主要研究的结构参量。当光波经过结构单元

时，可以将介质柱看作一条截断的圆柱形波导[11]。根

据等效折射率理论，当介质柱的直径 D 在 0~P 的范围

内变化时，通过改变介质柱直径 D 便可获得不同的等

效折射率。因此，通过公式 (1)可知，当光通过高度

H 相同但直径 D 不同的介质柱结构单元时，就会积累

不同的相位值 φ，从而实现传输相位调控。

由于对超表面透镜整体器件的聚焦性能进行三

维仿真时需要巨大的内存，受限于计算资源，下文的

讨论都是基于二维 GaSb纳米柱的模型。因此，在二

维情况下得到的超表面透镜实际上是一个柱透镜，但

是相关的讨论和规律可以容易地推广到三维的情

况。仿真基于有限元模拟软件 COMSOL Multiphysics
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图 1  超表面透镜设计。(a)超表面透镜工作原理及结构单元示意图；(b)、(c) 结构单元俯视图和侧视图，显示了结构单元的周期 P、介质柱的直

径 D 和高度 H

Fig.1  Design of the metalens. (a) Working principle of the metalens and schematic diagram of the structural unit; (b), (c) Top view and side view of the

structural unit, respectively, where period P, diameter D and height H of the dielectric cylinder is marked 
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开展。首先建立 GaSb纳米柱的二维结构单元模型，

对入射电磁波经过周期性结构单元阵列的相位和能

流透过率进行数值分析。结构单元模型的两侧采用

周期性边界条件，顶面和底面添加了吸收电磁波的完

美匹配层 (PML)。采用沿 X 方向偏振的线偏振光入

射，波矢沿-Z 方向。在不同周期 P 下对介质柱的高

度 H 和直径 D 进行参数扫描，可以得到不同几何参

数下结构单元的传输相位和能流透过率，进而分析其

光学行为。通过大范围的参数扫描，在各工作波长下

分别筛选出一组相位能覆盖 0~2π、能流透过率尽量

高的参数作为最佳结构单元，后续将利用这些结果单

元构建超表面透镜整体器件。

λ

在工作波长 λ 为 3 μm、4 μm和 5 μm的情况下，

分别固定介质柱高度为 1.5 μm、2 μm和 2.5 μm，对介

质柱的直径 D 和周期 P 进行参数扫描。通过仿真，可

得到各工作波长下结构单元相位和能流透过率随介

质柱直径 D 和周期 P 的变化情况，结果如图 2(a)~

(f)所示。图 2(a)~(c)分别展示了结构单元的传输相

位随介质柱直径 P 和周期 D 的变化。观察发现，在固

定入射波长 和介质柱高度 H 的情况下，能覆盖

0~2π相位范围的介质柱直径 D 的变化范围和周期

P 的取值有关。图 2(d)~(f)展示了结构单元能流透过

率随介质柱直径 D 和周期 P 的变化。可以发现，在介

质柱高度 H 固定的情况下，当周期值较小时，能流透

过率更高；随着结构单元的周期变大，能流透过率将

逐渐减小。在结构单元周期 P 继续增大并超过一定

阈值后会有光栅衍射级次出现[27]，透过率发生明显下

降，而这应是尽力避免的。

∆φ T

为了更准确地确定单元结构周期 P 的取值，在

3 μm、4 μm和 5 μm工作波长下，分别固定介质柱高

度为 1.5  μm、 2  μm和 2.5  μm，直径 D 在 0.01  μm到

(P−0.01) μm范围内变化。对介质柱的周期 P 进行参

数扫描，得到各个工作波长下对应结构单元的相位和

能流透过率。图 2(g)~(i)展示了不同周期 P 取值下，

介质柱直径 D 在允许范围内变化时对应的相位覆盖

范围 和平均能流透过率 。可以发现，无论周期

P 取何值，能覆盖 0~2π相位范围的介质柱直径 D 的

变化范围都在周期 P 的取值范围内。一方面，从易于

实验加工的角度考虑，应选取尽可能大的周期取值；

另一方面，周期的取值又不能太大，这是因为当周期

太大时，会有光栅衍射级次出现。定量地来看，在正

入射情况下出现光栅衍射级次的周期阈值为：

P =
λ

ns
(2)

式中：λ 为入射波长；ns 为基底介质的折射率。根据公

式 (2)，计算出 3 μm、4 μm和 5 μm工作波长下光栅衍

射级次出现的阈值分别为 0.80 μm、1.08 μm和 1.35 μm，

这也对应了图 2(d)~(f)中透过率发生明显下降的周

期 P 取值。因此，采用的周期值应在保证较高能流透

过率的前提下尽量大，但不能大于各个波长下光栅衍

射级次出现的阈值。

∆φ

T

∆φ

T

∆φ T

综合上述考虑，并根据图 2(g)~(i)，得到了各个波

长下的最佳周期值。工作波长为 3 μm时，结构单元

最佳周期 P = 0.7 μm，对应的相位覆盖范围 为 2.6π，

平均能流透过率 为 0.67；工作波长为 4 μm时，结构

单元最佳周期 P = 0.9 μm，对应的相位覆盖范围 为

2.53π，平均能流透过率 为 0.7；工作波长为 5 μm时，

结构单元最佳周期 P = 1 μm，对应的相位覆盖范围

为 2.532π，平均能流透过率 为 0.725。

∆φ T

∆φ

T

∆φ

随后，在工作波长 λ 为 3 μm、4 μm和 5 μm的情

况下，固定各个波长下结构单元的周期为上一步确定

的最佳值，对介质柱的高度 H 和直径 D 进行参数扫

描，结果如图 3(a)~(f)所示。可见结构单元的相位和

能流透过率随着介质柱直径 D 和高度 H 不同而变

化。为了选取最优化的介质柱高度，在图 3(a)~(f)中

显示的数据基础上，分别在各个高度 H 下，计算当介

质柱直径 D 在允许范围内变化时的相位覆盖范围

和平均能流透过率 ，结果如图 3(g)~(i)所示。从

图 3(g)~(i)可以看出，各个设计波长下，随着介质柱高

度的增加，结构单元的相位覆盖范围线性地增大。然

而，随着介质柱高度的增加，平均能流透过率却呈逐

渐减小趋势。从超表面整体器件设计的角度考虑，需

要结构单元能够覆盖 0~2π的相位范围，同时保持尽

量高的透过率。此外，为了易于加工，在透过率接近

的情况下，介质柱的高度应尽可能小。综合上述分析

并结合图 3(g)~(i)，可以挑选出在各个波长下最佳介

质柱高度 H：工作波长为 3 μm时，最佳高度为 H =

1.3 μm，对应的相位覆盖范围 为 2.36π，平均能流透

过率 为 0.673；工作波长为 4 μm时，最佳高度为 H =

1.8 μm，对应的相位覆盖范围 为 2.44π，平均能流透
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T

∆φ

T

过率 为0.702；工作波长为5 μm时，最佳高度为H = 2.6 μm，

对应的相位覆盖范围 为 2.82π，平均能流透过率

为 0.725。

最终选出的最佳结构单元均可实现 0~2π的相位

覆盖并拥有较高的能流透过率，3 μm、4 μm和 5 μm

工 作 波 长 下 的 介 质 柱 直 径 D 变 化 范 围 分 别 为

0.11~0.68 μm、0.11~0.86 μm和 0.11~0.90 μm，平均能

流透过率分别为 0.69、0.72和 0.75。图 4(a)-(c)显示

了在 3 μm、4 μm和 5 μm工作波长下最佳结构单元对

应的能流透过率和相位响应曲线，以及对应的最佳结

构单元的几何尺寸。观察图 4(a)~(c)，发现能流透过

率随介质柱直径 D 的增大先不断增大，达到第一个峰

值后经历一个下降，这是因为入射电磁波激发了结构

的电偶极子共振 [9]。当直径 D 进一步增大到与周期

P 的取值接近时，在周期性结构中相邻的两个介质柱

之间的间距会很小，从而介质柱间的光学耦合将变

强，导致传输损耗增加、能流透过率降低，此时的传输

损耗主要来自于阻抗不匹配所导致的光在介质柱界
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图 2  (a) 3 μm、(b) 4 μm和 (c) 5 μm工作波长下结构单元相位随周期 P 和介质柱直径 D 的变化；(d) 3 μm、(e) 4 μm和 (f) 5 μm工作波长下能流

透过率随周期 P 和介质柱直径 D 的变化；(g) 3 μm、(h) 4 μm和 (i) 5 μm工作波长下，取不同的周期 P，当直径 D 在允许范围内变化时，对应

的结构单元相位覆盖范围 和平均能流透过率

∆φ T

Fig.2  Phase  response  of  the  structural  unit  as  a  function  of  period  P  and  diameter  D  of  the  dielectric  cylinder  at  the  operating  wavelengths  of

(a) 3 μm, (b) 4 μm and (c) 5 μm, respectively. Transmittance of energy flow as a function of period P and diameter D of the dielectric cylinder at

the operating wavelengths of (d) 3 μm, (e) 4 μm and (f) 5 μm, respectively. Phase coverage   and average transmittance of energy flow   at

(g)  3 μm, (h)  4 μm and (i)  5  μm operating wavelengths,  respectively,  when the diameter D changes within the allowable range under different

period P of the structural unit 
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图 3  (a) 3 μm、(b) 4 μm和 (c) 5 μm工作波长下结构单元产生的相位随介质柱高度 H 和直径 D 的变化；(d) 3 μm、(e) 4 μm和 (f) 5 μm工作波长

下能流透过率随介质柱高度 H 和直径 D 的变化；(g) 3 μm、(h) 4 μm和 (i) 5 μm工作波长下，取不同的介质柱高度 H，当直径 D 在允许范围

内变化时，对应的结构单元相位覆盖范围 和平均能流透过率

∆φ T

Fig.3  Phase response of the structural unit as a function of height H and diameter D of the dielectric cylinder at the operating wavelengths of (a) 3 μm,

(b) 4 μm and (c) 5 μm, respectively. Transmittance of energy flow as a function of height H and diameter D of the dielectric cylinder at the operating

wavelengths of (d) 3 μm, (e) 4 μm and (f) 5 μm, respectively. Phase coverage   and average transmittance of energy flow   at (g) 3 μm, (h) 4 μm and

(i) 5 μm operating wavelengths, respectively, when the diameter D changes within the allowable range under different height H of the structural unit 
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图 4  在 (a) 3 μm、(b) 4 μm和 (c) 5 μm工作波长下的最佳结构单元的能流透过率和相位响应 (插图中标注了各设计波长下最佳结构单元的尺寸)

Fig.4  Transmittance of energy flow and phase response of the optimal structural unit at the operating wavelengths of (a) 3 μm, (b) 4 μm and (c) 5 μm

(The size of the optimal structural unit at corresponding design wavelengths are marked in the insets) 
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面的背向散射[28]。 

2    整体器件设计与仿真

φ

在得到最佳结构单元的基础上，可以设计传输相

位型固体浸没式超表面透镜。当光波经过超表面界

面时，超表面器件上不同位置处产生的相位跃变不

同。基于上述各工作波长下的最佳结构单元，将能提

供所需相位的介质柱一一对应地放置在超表面器件

的相应位置上，便可以获得一个完整的超表面透镜。

超表面透镜所需的相位分布 (x)满足下列方程：

φ (x) =
2π
λ

( √
x2+ f 2− f

)
(3)

式中：λ 为入射波长；x 为超表面上某一点距器件中心

的水平位置；f 为焦距。

利用 COMSOL软件建立一个二维超表面透镜的

整体器件模型，在空气侧设置入射端口，计算区域四

周设置完美匹配层和散射边界条件，以吸收散射的电

磁波。仿真结果表明，在不同设计波长下均可以得到

一个明显的焦点，其能流分布如图 5(a)~(c)所示。所

设计超透镜的焦距均为 100 μm，在 3 μm、4 μm和 5 μm

入射波长下仿真得到的实际焦距分别为 98.4  μm、

97.7 μm和 97 μm，在图中使用白色虚线进行了标注。

产生差异的原因是通过公式 (3)设计的理想透镜表面

相位面型在空间上是连续的，而实际超表面器件结构

单元提供的相位在空间上是离散的，是对理想相位面

型的一种近似，因此会带来差异。若定义焦点处的能

流与入射能流之比为器件聚焦效率，通过对模拟结果

进行计算得到 3 μm、4 μm和 5 μm入射波长下器件的

聚焦效率分别达到 70.7%、70.5%和 70.4%。图 5(d)~

(f)所示为焦平面上 (z = f )沿 x 方向的归一化能流分

布。计算得到各波长下数值孔径 (NA)分别为 0.82

(λd = 3 μm)、1.04(λd = 4 μm)和 1.15(λd = 5 μm)。各波长下

焦点的半高全宽 (FWHM)分别为 1.54 μm (λd = 3 μm)、

1.68 μm (λd = 4 μm)和 1.90 μm (λd = 5 μm)。由于采用
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图 5  3 μm、4 μm和 5 μm工作波长下超表面透镜在 x-z 平面上的聚焦性能。(a) λd = 3 μm，f = 98.4 μm，聚焦效率 70.7%；(b) λd = 4 μm，f = 97.7 μm，

聚焦效率 70.5%；(c) λd = 5 μm，f = 97 μm，聚焦效率 70.4%；(d)~(f) 3 μm、4 μm和 5 μm工作波长下焦平面 (图中白色虚线)沿 x 方向的归一

化能流分布，并标注了焦点的半高全宽 (FWHM)

Fig.5  The focusing performance of the metalens in the x-z plane at  operating wavelengths of  3 μm, 4 μm and 5 μm. (a) λd = 3 μm, f = 98.4 μm, the

focusing efficiency is 70.7%; (b) λd = 4 μm, f = 97.7 μm, the focusing efficiency is 70.5%; (c) λd = 5 μm, f = 97 μm, the focusing efficiency is

70.4%;  (d)-(f)  Normalized  energy  flow  distribution  along  the  x  direction  at  the  focal  plane  (white  dotted  line  in  the  figure)  at  the  operating

wavelengths of 3 μm, 4 μm and 5 μm, and the full width at half-maximum (FWHM) of the focus is marked 
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固体浸没式的设计，聚焦光斑的尺寸小于入射波长。

文中还研究了超表面透镜在设计波长±0.5 μm范

围内的色散特性。图 6(a)、(c)、(e)展示了设计波长不

同的三个器件在不同波长范围内能流沿 z 轴方向 (x =

0)的归一化强度分布，并由此分析焦点位置与入射波

长的对应关系。取出图 6(a)、(c)、(e)中不同入射波长

曲线中焦点位置的横坐标，得到图 6(b)、(d)、(f)。可

以看出，三个设计目标波长不同的超表面透镜分别在

2.5~3.5 μm、3.5~4.5 μm和 4.5~5.5 μm波长范围内工

作良好，三个器件的焦点位置均在设计焦距±15 μm

范围内波动，并与波长呈负相关，表明这些超表面透

镜具有一定的负色散。虽然文中的超表面透镜没有

做消色差设计，但设计的三个器件在 3~5 μm波长范

围内的一定带宽下仍具有良好的聚焦效果。原则上

 

1.0

0 −25 −50 −75 −100 −125 −150 −175 −200 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

P
o
w

er
 f

lo
w

/a
rb

. 
u
n
it

s

Fo
cu

s p
os

iti
on

/μ
m

Fo
cu

s p
os

iti
on

/μ
m

Fo
cu

s p
os

iti
on

/μ
m

z/μm

0.8

0.6

0.4

0.2

0

120

Wavelength/μm

115
110

105
100

95
90
85
80

1.0

0 −25 −50 −75 −100 −125 −150 −175 −200 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

P
o
w

er
 f

lo
w

/a
rb

. 
u
n
it

s

z/μm

0.8

0.6

0.4

0.2

0

120

Wavelength/μm

115
110

105
100

95
90
85
80

1.0

0 −25 −50 −75 −100 −125 −150 −175 −200 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

P
o
w

er
 f

lo
w

/a
rb

. 
u
n
it

s

z/μm

0.8

0.6

0.4

0.2

0

120

Wavelength/μm

115
110

105
100

95
90
85
80

λd=(3±0.5) μm
2.5 μm

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

2.6 μm
2.7 μm
2.8 μm
2.9 μm

3.1 μm
3.2 μm
3.3 μm
3.4 μm
3.5 μm

3.0 μm

3.5 μm
3.6 μm
3.7 μm
3.8 μm
3.9 μm

4.1 μm
4.2 μm
4.3 μm
4.4 μm
4.5 μm

4.0 μm

4.5 μm
4.6 μm
4.7 μm
4.8 μm
4.9 μm

5.1 μm
5.2 μm
5.3 μm
5.4 μm
5.5 μm

5.0 μm

λd=(4±0.5) μm

λd=(5±0.5) μm

图 6  超表面透镜在设计波长±0.5 μm范围内的色散特性。设计波长为 3 μm的超表面透镜在 2.5~3.5 μm波长范围内，(a)光场沿 z 轴方向 (x =

0)的归一化能流分布，(b)焦点位置与入射波长的关系图；设计波长为 4 μm的超表面透镜在 3.5~4.5 μm波长范围内，(c)光场沿 z 轴方向

(x = 0)的归一化能流分布，(d)焦点位置与入射波长的关系图；设计波长为 5 μm的超表面透镜在 4.5~5.5 μm波长范围内，(e)光场沿 z 轴方

向 (x = 0)的归一化强度分布，(f)焦点位置与入射波长的关系图

Fig.6  Dispersion characteristics of the metalens within ±0.5 μm of the design wavelength. The metalens with a design wavelength of 3 μm within the

2.5-3.5 μm wavelength range: (a) Normalized energy flow of the light field along the z-axis direction (x = 0), (b) the relationship between the focal

position and the incident wavelength. The metalens with a design wavelength of 4 μm within the wavelength range of 3.5-4.5 μm: (c) Normalized

energy flow of the light field along the z-axis direction (x = 0), (d) the relationship between the focal position and the incident wavelength. The

metalens with a design wavelength of 5 μm within the 4.5-5.5 μm wavelength range: (e) Normalized energy flow of the light field along the z-axis

direction (x = 0), (f) the relationship between the focal position and the incident wavelength 
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讲，还可以进一步加入消色差的设计实现 3~5 μm波

长范围内的消色差聚焦，从而更好地满足红外焦平面

阵列探测器的应用需求。 

3    结　论

文中以在红外探测领域中十分有潜力的锑化物

II类超晶格红外探测器为应用目标，理论设计并数值

模拟研究了一种基于 GaSb衬底的偏振不敏感固体浸

没式红外超表面透镜。通过对结构单元周期 P、介质

柱直径 D 和介质柱高度 H 的参数化扫描，分析了上

述几何参数对于超表面结构单元光学性能的影响，并

筛选出各设计波长下的最佳结构单元数据，进而构建

了超表面透镜整体器件。整体器件厚度不超过 2.6 μm，

远小于现有红外焦平面探测器前置微透镜的典型尺

寸。器件在中波红外波段下的聚焦效率最高达到

70.7%，数值孔径 (NA)最大为 1.15。由于采用固体浸

没式的设计，聚焦光斑的尺寸小于入射波长，有望大

大提升红外焦平面器件的光能利用效率。通过对超

表面透镜在设计波长±0.5 μm范围内的色散特性进行

研究，发现设计的超表面器件拥有负色散特性。

当前的工作仍存在一些不足和值得进一步研究

的内容：(1)设计的固体浸没式红外超表面透镜未做

消色差设计。虽然设计的超透镜在目标波长±0.5 μm

范围内都可以实现聚焦效果，但随着入射波长的偏

离，焦点位置会在设计焦距±15 μm的范围内波动，与

设计焦距之间存在偏差，同时聚焦效率有所下降。未

来应用在红外焦平面上的前置微透镜阵列需要更宽

的工作带宽，因此后续工作需要在现有基础上进行消

色差设计。(2)文中只研究了入射光正入射情况下的

聚焦特性，并没有对斜入射情况下的聚焦特性进行研

究。后续工作中可以对多角度斜入射的情况进行分

析，进一步完善器件聚焦特性的研究。

总体上，文中所提出的固体浸没式超透镜设计可

推动微透镜阵列向扁平、超薄、轻量的方向发展，简

化微透镜阵列与红外焦平面阵列的集成工艺，有望提

升红外焦平面的探测效率，并降低制造成本，从而推

动红外探测器整体性能的提升。
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